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Die Erfindung betrifft ein Handhabungssystem zur Ubernahme 
einer von einem Handler aus einer Kassette bereitgestellten 
Ware aus einer Kassette und zur Ubergabe derselben an eine 
Bearbeitungsstation . 

Funktionsbeschreibung der Erfindung: 

Die zu behandelnde Ware, im vorliegenden Fall ein 300 mm Wa- 
fer, wird in einer Spezialkassette (FOUP) auf eine ubliche 
Ladestation (Port) gestellt. Die Handhabungsvorrichtung 1, die 
sich unter einer Abdeckung befindet, entnimmt die Ware 2 aus 
der Kassette und transportiert sie auf die Platte 3 (Klihl- 
platte in einer Vakuumkammer ) . Von dieser Platte aus liber- 
nehmen nicht dargestellte Greifer den Wafer und halten ihn auf 
einer vorgegebenen Hohe fest, solange bis die Handhabungsvor- 
richtung 1 (Handler) zuriickgef ahren und die Ture geschlossen 
ist . 

Jetzt beginnt der Bearbeitungsprozefl (in der Vakuumkammer, 
Vakuumofen), indem ein internes Handhabungssystem 5 mittels 
einer Gabel 6 den Wafer von dem Greifer ubernimmt. Mit der 
Gabel 6 wird der Wafer uber eine Heizplatte 4 transportiert 
und auf einer Halteeinrichtung abgesenkt. Dabei wird die Gabel 
6 ein wenig abgesenkt und zuruck in eine giinstige Warteposi- 
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tion gefahren. 

Die Kuhlplatte 3 und die Heizplatte 4 sind nebeneinander in 
dem Of en ( Vakuumkammer ) angeordnet, wie schematisch aus Bild 
2 ersichtlich ist. Hinter den Platten 3, 4 befindet sich das 
interne Handhabungssystem 5 mit einer Querfuhrung, an der die 
Gabel 6 in einer Aufnahme seitlich und vertikal verfahrbar 
gefiihrt ist. 

Am Ende der uber der Heizplatte 4 durchgef uhrten thermischen 
Behandlung wird der Wafer mit der Haltevorrichtung angehoben. 
Jet-zt— f ahr t die Gabel 6 wieder unter den Wafer und ubernimmt 
diesen. Der Handler 5 transportiert den Wafer uber die Kuhl- 
platte 3 und senkt ihn ab bis zur Beruhrung mit der Abkiihl- 
platte 3. Nach Erreichen einer vorgegebenen Temperatur off net 
die Tiir. Der Handler 1 entnimmt den Wafer und transportiert 
ihn wieder zuruck in die Transportkassette . 

AnschlieBend kann der Proze/3 mit einem neuen Wafer wiederholt 
werden . 

Fur die Funktion des internen Handhabungsgerates 5 ist wich- 
tig, da/3 dieses in einem gekuhlten Bereich des Ofens (Vakuum- 
kammer) untergebracht ist. Dem Handhabungsgerat 5 ist eine 
Kuhleinrichtung zur Temperierung zugeordnet. 

Anstelle der Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen 
Platten 3, 4 ist es auch moglich, eine Mehrf achanordnung vor- 
zusehen, indem Kuhl- und Heizplatten 3, 4 mehrf ach iiberein- 
ander in mehreren Ebenen angebracht werden. So ist es moglich, 
12 oder 24 Ebenen ubereinander vorzusehen. 

Es ist moglich, die Ebenen nacheinander zu bestucken, oder 
simultan (d.h. auf einmal), was zu einer erheblichen Verkur- 
zung der Zykluszeit flihrt. 

In einer Variante konnen die Platten 3, 4 anstelle nebenein- 
ander (Bild 2) auch hintereinander angeordnet sein, so da/3 
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sich die Kuhlplatten 3 vor den Heizplatten 4 befinden. Das 
hatte den Vorteil einer in die Tiefe des Ofens gesehenen Tern- 
peraturstaf f elung . D.h. der kiihlere Bereich ist vorn, also im 
Ubergabebereich der Handhabungsvorrichtung 1 zum internen 
Handhabungssystem 5 . 

Urn einen Warmeschock bei der Ubernahme eines aufgeheizten 
Wafers nach der Behandlung im Vakuumofen zu vermeiden, wird 
die Gabel 6 vorgeheizt. Das Vorheizen kann dadurch erfolgen, 
daB die Gabel 6 vor der Ubernahme eines Wafers so lange mit 
der Heizplatte 4 in Kontakt gebracht wird, bis eine gewlinschte 
Temperatur erreicht ist . 

Weiterhin ist es moglich, gegenliber liegend zum Handhabungs- 
system 5 ein weiteres Handhabungssystem zu installieren , oder 
auch mehrere (Vakuum)Kammern ubereinander und/oder nebenein- 
ander zu stapeln. 

In einer besonderen Variante der Erfindung ist eine Entnahme- 
moglichkeit flir die Ware (Wafer) liber die Rlickwand der Kammer 
vorgesehen. Die Entnahme kann liber ein zweites Handhabungs- 
gerat 1 (Handler) oder ein anderes Transportsystem erfolgen. 
Auf diese Weise laJ3t sich ein Durchlauf prinzip realisieren. 

Die Zeichnungsf iguren zeigen in : 

Bild 1 einen Vakuumofen mit einem erf indungsgemaBen internen 
Handhabungssystem; und 

Bild 2 den schematischen Aufbau des internen Handhabungs- 
systems . 

Innerhalb der Vakuumkammer werden die Wafer automatisch von 
einer Warmequelle (Heizplatte 4) zu einer Klihlplatte 3 trans- 
port iert. Das Waf ertransportsystem umfaBt drei Abschnitte. 

Der erste Abschnitt handelt den Transport innerhalb der Kam- 
mer. Es umfafit die Ubernahme der Wafer am Kammereingang, Be- 
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handlung der Wafer und Zuruckbef orderung der Wafer zum Kanuner- 
eingang . 

Der zweite Abschnitt befindet sich vor der Vakuumkammer und 
ist zwischen dem Eingang der Vakuumkammer und dem Ausgang des 
"semi standard load port" fur 300 mm Wafer angeordnet. 

Ein Handling System ubernimmt die Wafer von diesem Port und 
transportiert diese in die Vakuumkammer. 

Am Ende beispielsweise des "Wafer Bump Reflow Soldering" -Pro- 
z e s se r s _iji _ Ae r Vakuumkammer ubernimmt das Handlingsystem die 
wafer und transportiert diese uber den "standard load port" in 
die FOUP-Box zuriick. 

Der dritte Abschnitt befindet sich vor dem "standard load 
port", wobei hier die Transportkassette (FOUP = Front Opening 
Unified Pod) mit den darin befindlichen Wafern manuell oder 
mittels eines Roboters entnommen werden kann. 

Der gesamte Bereich, in dem die Wafer bewegt werden, ist gegen 
Umwelteinf llisse geschutzt, so da/3 keinerlei Partikel in diesen 
Bereich eindringen konnen. Dieser Bereich kann mit Wasser- 
stof f /Stickstof f unter geringen Uberdruck geflutet werden. 
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Handhabungs system 
Bezugszeichenliste 

1 externes Handhabungsgerat 

2 zu bearbeitende ware (Wafer) 

3 Kuhlplatte 

4 Heizplatte 

5 internes Handhabungssystem 

6 Gabel 
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Handhabungssystem zur Ubernahme einer von einem Handler 
aus einer Kassette bereitgestellten Ware aus einer Kasset- 
te und zur Ubergabe derselben an eine Bearbeitungsstation 



net, dafi in der Vakuumkammer ein internes Handhabungs- 
system vorgesehen ist, das wenigstens eine in mehreren 
Freiheitsgraden verfahrbare Gabel (6) vorgesehen ist, die 
mit Greifern eines externen Handhabungssystemes in Wir- 
kungsverbindung steht, so daB die durch das externe Hand- 
habungssystem in die Vakuumkammer transportierte Ware 
(Wafer) von der Gabel ubernommen und mit dieser auf einer 
Halteeinrichtung abgesetzt werden kann. 

Handhabungssystem nach Anspruch l,dadurch g e - 
kennzeichnet, daJ3 die Gabel unter die Ablagepo- 
sition des Wafers auf der Halteeinrichtung verfahrbar ist. 

Handhabungssystem nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Kuhlplatte 3 und 
Heizplatte 4 vorgesehen sind, die in der Vakuumkammer 
angeordnet sind. 

Handhabungssystem nach Anspruch 3, dadurch g e - 



( Vakuumkammer ) , dadurch 



gekennzeich- 



kennzeichnet, da/3 die Kuhlplatte 3 und die 
Heizplatte 4 nebeneinander angeordnet sind. 

Handhabungssystem nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Kuhlplatte 3 und die 
Heizplatte 4 hintereinander angeordnet sind. 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 5, d a - 
durch gekennzeichnet, da/3 sich hinter 
den Platten 3, 4 das interne Handhabungssystem 5 bestehend 
aus einer Querfiihrung, an der die Gabel 6 in einer Auf- 
nahme seitlich und vertikal verfahrbar gefiihrt ist, befin- 
det . 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 6, d a - 
durch gekennzeichnet, da/3 das internen 
Handhabungsgerates 5 in einem gekiihlten Bereich des Ofens 
( Vakuumkammer ) untergebracht ist. 

Handhabungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 dem Handhabungsgerat 5 eine 
Kuhleinrichtung zur Temperierung zugeordnet ist. 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 8, d a - 
durch gekennzeichnet, da/3 anstelle der 
Verwendung von zwei nebeneinander befindlichen Platten 3, 
4 ist es auch moglich, eine Mehrf achanordnung vorgesehen 
ist, indem Kuhl- und Heizplatten 3, 4 mehrf ach uberein- 
ander angebracht werden. 

Handhabungssystem nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Mehrf achanordnung aus 12 
oder 24 Ebenen iibereinander besteht. 

Handhabungssystem nach Anspruch 9 und 10, dadurch 
gekennzeichnet, da/3 die Ebenen nacheinander 
oder simultan (d.h. auf einmal) bestlickbar sind. 



8 

Handhabungssystem riach einem der Anspruche 1" bis" 11, d a - 
durch gekennzeichnet, da/3 die Gabel 6 
vorheizbar ist. 

Handhabungssystem nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Gabel 6 vor der Ubernahme 
eines Wafers so lange mit der Heizplatte 4 in Kontakt 
steht, bis eine vorgegebene Temperatur erreicht ist, 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 13, d a - 
durch gekennzeichnet, da/3 gegeniiber dem 
Handhabungssystem 5 ein weiteres Handhabungssystem in- 
stallieren ist. 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 14, d a - 
durch gekennzeichnet, da/3 mehrere 

(Vakuum)Kammern ubereinander und/oder nebeneinander gesta- 
pelt sind. 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 15, d a - 
durch gekennzeichnet, daJ3 eine Ent- 

nahmemoglichkeit fiir die Ware (Wafer) liber die Ruckwand 
der Kammer vorgesehen ist. 

Handhabungssystem nach Anspruch 16,dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Ruckwand der Vakuumkammer 
mit einer verschlieBbaren Offnung versehen ist, der ein 
zweites Handhabungsgerat 1 (Handler) oder ein anderes 
Transportsystem zugeordnet ist. 

Handhabungssystem nach einem der Anspruche 1 bis 17, d a - 
durch gekennzeichnet, da/3 die Vakuum- 
kammer und der Ubergabebereich vom FOUP mit einer Abdek- 
kung zur Realisierung eines staubfreien Bereiches umgeben 
ist . 

Handhabungssystem nach Anspruch 18,dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 der Bereich innerhalb der 
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Abdeckung nut Wasserstof f /Stickstof f unter gerlngen Uber- 
druck geflutet ist. 
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